silicet AG

silicet process-box

Die silicet process-box ist
neben den silicet Vakuum-
Wafer-Haltern und den
kleinen Nassitzeinheiten
die dritte Produktlinie.
Bei der Entwicklung wur-
de das patentierte System,
des Halten und Dichten
von Substraten durch Va-
kuum, um den Prozess-
raum erweitert. Mit der silicet process-box ist es moglich, Wafer in
Nassitz- und galvanischen Prozessen wirtschaftlich, das heifst mit hoher
Prozessstabilitit und hoher Ausbeute, in kurzen Bestiickungs- und Ent-
nahmezyklen, ohne Waferbruch bei minimalem Verbrauch der zum Teil
gefihrlichen Medien, zu prozessieren. Die silicet AG stellt durch diese

Entwicklung ihre Strategieplanung um: Es werden keine Grofsanlagen
fiir Nassitzprozesse mehr projektiert und damit dem Preisdruck der
grofSen Anlagenherstellern, sondern kleine, flexible und leistungsfihige
Tischeinheiten.
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